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摘要(译)

一种基板蚀刻装置，包括：盒，用于接收已完成先前工艺的基板，并转
移基板;第一个将基板从盒子中取出的机器人;第二机器人，用于从第一机
器人接收基板并垂直上下移动安装在其上的基板;蚀刻盒，包括支撑基板
的支撑件和固定器，以固定从第二机器人装载的基板;盒式磁带固定单
元，用于固定至少一个或多个蚀刻盒并以预定角度旋转，以允许基板垂
直于地面设置;蚀刻单元，用于蚀刻由盒固定单元垂直于地面设置的基
板。
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